Harmonogram JESIENNE)J sesji egzaminacyjnej - rok 2017/2018
STUDIA DZIENNE

Studia | stopnia — | rok

IBAME-111
Ciag MTVXA11 IBAME-112 i diel
Grupa MTMX-121 [EECAIE-AI2L AR-111 AR-112 MT-115, MT-125 MT-111 MT-112 MT-113 MT-114
Data 'B‘I‘I';"'n::;zz AR-121 AR-122 AR-113, AR-123 MT-121 MT-122 MT-123 MT-124
03.09 Ogdlnouczelniany egzamin z JO (wedtug zgtoszen)
’ Kolokwium poprawkowe z Fizyki godz. 1215 - 14% s 6, 11
Fi1 . .
5. 162 GE g0Cz. &=~ 1178 15, 19, 335,
MECHANIKA (sem. I1)
05.09 godz. 815-11%5, 6,11
FIZYKA | (sem. Il)
06.09 godz. 815-11% 5, 6,11
ANAL2 MATEMATYKA Il zaliczenie poprawkowe
07.09 1190 - 1400
godz. 812- 119 s, 6,11
s. 108 GE
08.09
09.09
10.09 MATEMATYKA | (sem. I) - egzamin poprawkowy + warunki
’ godz. 812- 119 s, 6, 11, 16, 336, 422
11.09 ZASADY PROGRAMOWANIA STRUKTURALNEGO | (sem. 1)
’ godz. 915-11%5, 6
12.09
13.09 MATEMATYKA Il (sem. Il) — egzamin poprawkowy + warunki
’ godz. 815-11% s 6,11, 16,422
14.09
15.09

16.09




Harmonogram JESIENNE)J sesji egzaminacyjnej - rok 2017/2018

STUDIA DZIENNE

Studia | stopnia — Il rok

Ciag IBAME-131 CIAGA CIAGB
MTMX-131 IBAME-141
Dat Grupa MTMX-141 BV AR-131 AR-132 MT-131 MT-132 MT-133 MT-134 MT-135
ata IBM-E AR-141 AR-142 MT-141 MT-142 MT-143 MT-144 MT-145
03.09 Ogolnouczelniany egzamin z JO (wedtug zgtoszen)
04.09 ;?NEEO PODSTAWY TECHNIK WYTWARZANIA (sem. 1)
: ALIHS);E godz. 1115-13% 5. 6,11
05.09 PODSTAWY AUTOMATYKI (sem. IV)
: godz. 12855, 11, 140
06.09 012'25(5_1";'. é\é) . 45_?7@ WYTRZYMALOSC MATERIALOW (sem. II)
' .r 517' 164 GE godz. 125555, 6, 11
07.09 ng\;v“;@ ELEKTRONIKA Il (sem. IV)
' : godz. 12155, 11
5. 140 GM
08.09
09.09
10.09 M;*:; (_ST’;('J:JV) . d:Alzg PODSTAWY POMIAROW WSPOLRZEDNOSCIOWYCH (sem. IV)
: ’ ; 14' gs 16‘ oM godz. 1115-13%¢ 6,11
11.09 MIERNICTWO ELEKTRYCZNE (sem. I1l)
' godz. 125555, 6, 11
FMD2 (sem. IV)
oD ELEKTROTECHNIKA | (sem. Ill)
12.09 13.0ro42125.00 codz, 1255, 6, 11
SiPWN
13.09 godz. 915
5. 716 GM
14.09 PODSTAWY KONSTRUKCJI URZADZEN PRECYZYIJNYCH Il (sem. IV)
) godz. 12135, 6, 422
15.09

16.09




Harmonogram JESIENNE)J sesji egzaminacyjnej - rok 2017/2018

STUDIA DZIENNE
Studia | stopnia — lll rok

Grupa MTMX-151 IBAME- 151 MTIFO-151 MTWSP-151 ARAUT-151 ARIPM-151 MTMKM-151 MTMIN-151 ARROB-151 MTESP-151 MTTMU-151
Data MTMX-161 IBAME- 161 MTIFO-161 MTWSP-161 ARAUT-161 ARIPM-161 MTMKM-161 MTMIN-161 ARROB-161 MTESP-161 MTTMU-161
03.09 Ogdlnouczelniany egzamin z JO (wedtug zgtoszen)
EAMEB FOT PSBD PTS - zaliczenie PTS
0409 | FLMI(sem. V) (sem. V) (sem. V) (S:n':"’v) (Se':nTSV) (sem. VI) (Sgr':”v) (sem. V) (Se':sv) (sem. V)
. r. 146 godz. 1115 - 14% godz. 915 ) ’ godz. 9% ) godz. 815 - 11% ) godz. 815 - 11%
< 140 . 517 godz. 955,206 | godz. 912 s.519 .. 716 godz. 915 5. 603 . 140 godz. 9155, 519 < 140
IAP
05.09 (sem. VI)
godz. 9155, 146
o1 (se::J.Pvn AUP (seMms.IV) (s:r:.P v) (se'\rlll'\lfl;ll) mtL PRD
06.09 (sem. V) (sem. V1) I (sem. V) (sem. V1)
odz. 9155 517 godz. 9% odz. 915’5, 140 godz. 9% godz. 9% godz. 1212 odz.9155. 146 | godz. 9155. 244
g0cz. 5= 5. 206 gocz. 9= 5. 716 5. 603 5. 244 godz. 3=s. gocz. I=s.
INOP (sem. V) ROBOTYKA i ZBR dla gr. 37
07.09 915-12% (sem. V-VI)
r. 522 godz. 93— 15% sala 345
08.09
09.09
SAU SAU
BMINZ TEL (sx.fp\/) (sem. V1) (sem. V1) MPR (s:;‘MV) (se‘::EVI) (SZ':HW:’") AKU
10.09 (sem. VI) (sem. VI) “o1s godz. 915 godz. 915 (sem. V) s ots s (sem. VIII)
odz. 9155.140 | godz. 915s. 146 godz. 9% 5.335 5.335 godz. 915 s. 603 godz. 125 godz. 125 godz. 125 godz. 9155, 244
goaz. ==s. TS s. 206 $ 332 et e 5. 244 5.336 5. 206 I
(czytelnia) (czytelnia)
FOP(sem. V) v
11.09 915-12% (sem. V1)
. 16 godz. 915
r7 s. 244
LST (sem. Vi) PW1 -TSiS OMSWBP SPC (s':Ir:NV) PTM (S:nc:EV) SPC MSWBP
12.09 90 . 1115 (sem. VI) (sem. VI) (sem. V) odz '1215 (sem. VI) odz '1215 (sem. V) (sem. V1)
r 244 godz 9155716 | godz. 8155.140 | godz. 915,422 S godz. 9% 5. 336 B e godz. 915,422 | godz. 8155, 140
OFT (sem. V) umD1
13.09 9ls . 1215 (sem. VI)
. 206 godz. 1215
r 5.336
BEM Csp SPD SPD ABI MiINE SPD SMP
14.09 (sem. V1) (sem. V1) (sem. VI) (sem. V1) (sem. VI) (sem. V1) (sem. VI) (sem. V)
godz. 915s. 14 godz. 9155, 146 godz. 955, 6 godz.9%3s. 6 godz. 9155, 11 godz. 9155, 244 godz. 9155, 6 godz. 9155, 206
15.09

16.09




Harmonogram JESIENNE)J sesji egzaminacyjnej - rok 2017/2018
STUDIA DZIENNE

Studia | stopnia — IV rok

Grupa
MTMX-171 1B000-171 MTIFO-171 MTWSP-171 ARAUT-171 ARIPM-171 MTMKM-171 MTMIN-171 ARROB-171 MTESP-171 MTTMU-171
Data
03.09 Ogdlnouczelniany egzamin z JO (wedtug zgtoszen)
PTB LPP
(sem. Vi) (sem. VII)
04.09 godz. 1215 godz. 915
s. 603 s. 244
MRP IPR SOR
TEW
(sem. VII) (sem.ViI) (sem. VII)
05.09 godz. 918 godz. 918 godz. 918 o(;:n;'lsvsmm
5. 206 5.336 5. 140 godz. &=s.
DPP
(sem. VII)
06.09 godz. 915
s.519
07.09
08.09
09.09
EUM EUM
ONMT N
10.09 1215 -(sleSnl; ) (sem. VII) (sem. Vi)
' 14 godz. 121 godz. 1215
) s. 140 s. 140
SIwp UIZE
(sem. Vil) (sem. ViI)
11.09 godz. 1215 godz. 1215
s. 336 s. 244
DTP
(sem. VII)
12.09 godz, 915
s. 206
ONMP TINF
(sem. VII) (sem. VII)
13.09 godz. 121 godz. 9%
s. 206 s. 244
14.09
15.09

16.09




Harmonogram JESIENNE)J sesji egzaminacyjnej - rok 2017/2018

STUDIA DZIENNE

Studia Il stopnia —rok |

Grupa MTMX-211 1B000-211 MTIFO-211 MTWSP-211 ARAUT-211 ARIPM-211 MTMKM-211 | MTMIN-211 ARROB-211 MTESP-211 MTTMU-211
Data MTMX-221 1B000-221 MTIFO-221 MTWSP-221 ARAUT-221 ARIPM-221 MTMKM-221 | MTMIN-221 ARROB-221 MTESP-221 MTTMU-221
ZTPDM
03.09 °FF9'Y5' _(sle;' " (sem. lim) SYSTEMY MECHATRONICZNE (sem. lim)
: : 4227 godz. 98 godz. 9% sala 6, 11
) s. 140
PSB
04.09 (sem. Im)
' godz. 815 - 1190
s. 140
MCS (sem. Il MATEMATYKA DYSKRETNA (sem. llm)
05.09 9%- 128 godz. 1225 sala 6, 16
r. 603 : !
STMm
06.09 (sem. lim)
godz. 9355, 336
IPR (sem. I) (sen:lzllm) SMM TES (sef:le) SMM SMM ISMm SMM SMM
07.09 915. 1215 odz. gis (sem. Im) (sem. Im) odz. gis (sem. Im) (sem. Im) (sem. lim) (sem. Im) (sem. Im)
r. 422 gs 7'16 godz. 12855, 11 godz. 955, 336 gs 2'44 godz. 12155, 11 | godz. 12%35s.11 godz. 9335.519 | godz. 12%%s.11 | godz. 12835, 11
08.09
09.09
INOP ( 1) WDM ZTS PSF ZTS MSYP KMGm
10.09 gis _szTs‘ (sem. Im) (sem. Im) (sem. Im) (sem. Im) (sem. lim) (sem. lim)
: : 118_ godz. 815 godz. 912 godz. 1215 godz. 9% godz. 1215 godz. 121
’ s. 336 s. 716 s. 716 s. 716 s. 146 s.422
RDT OFD IUDm
DAFO (sem. 1) (sem. Im) (sem. Im) (sem. llm) SAPm
11.09 9L 128 s 15 15 (sem. llm)
r 716 godz. 91 godz. 1212 godz. 92 odz. 915 5. 603
' 5. 140 5.716 5.336 godz. 5=s.
MEN (sem. Im MEN (sem. Im
12.09 MEN (sem. Im) godz (89— 120_3 MEN (sem. Im) godz (89— 120_2 MEN (sem. Im)
' godz. 102 - 12%sala 11 ) godz. 1015 - 12% sala 11 ) godz. 1012 -12% sala 11
sala 6 sala 6
MOP (sem. ) (Ser‘:""lm) (s:r:SKI:‘n) TLB
13.09 915 . 1215 : ! (sem. Im)
godz. 9% godz. 9
r. 14 ’ ) godz. 9355, 146
s. 140 s. 336
OMS (sem. II) PPOmM (S'Z':UI'I':") MNTm SNER
14.09 915 1215 (sem. 1im) oda. o1 (sem. Im) (sem. Im)
r. 336 godz. 9555, 140 gs 4'22 godz. 855,716 godz. 8555, 16
15.09

16.09




Harmonogram JESIENNEJ sesji egzaminacyjnej - rok 2017/2018

STUDIA DZIENNE

Studia Il stopnia —rok Il

NNMT
03.09 (sem. llim)
godz. 955, 244
04.09
05.09
06.09
07.09

10.09
11.09
NMOT (sem. Il1) CSM
12.09 1215-15% (sem. llim)
r. 206 godz. 935, 146
13.09
14.09




Harmonogram JESIENNEJ sesji egzaminacyjnej - rok 2017/2018
STUDIA DZIENNE

Objasnienia uzytych skrotow:

AAG - Algebra and Geometry

ABI - Aparatura biomechaniczna

AKE - Aktuatoryka elektryczna

AKU - Podstawy akustyki i elektroakustyki
ANP - Analiza niepewnosci pomiarow

ASJ2 - Aparatura w systemach zapewnienia jakosci Il
AUJm - Audity jakosci

AUP - Automatyka przemystowa

BEM - Budowa i eksploatacja urzadzer mech.
BMI - Biomechanika inzynierska

BMINZ - Biomechanika inzynierska

CALC1 - Calculus |
CALC3 - Calculus Il

CHM - Podstawy chemii

CSM - Control of Manufacturing Systems

Csp - Czujniki w sterowaniu procesem produkcji
DAFO - Diffraction and Fourier Optics

DMW - Dynamika mechanizméw wielocztonowych
DPP - Diagnostyka proceséw przemystowych

DTP - Podstawy poligrafii i projektowania DTP
EAM1 - Elektroniczna aparatura medyczna |
EAMEB - Elektroniczna aparatura medyczna

ELM - Elementy i podzespoty mechatroniczne
EPH - Engineering Physics

EUM - Eksploatacja urzadzen mechatronicznych
FIB - Fizykomedyczne podstawy inzynierii biomedycznej
FLM1 - Fluid mechanics |

FOP - Fundamentals of Photonics

FOT - Podstawy fotoniki

IAP - Inteligentna aparatura pomiarowa

INOP - Instrumental optics

INOP - Instrumental optics

IPR - Image Processing and Recognition

ISM - Inteligentne systemy mobilne

IUDm - Identyfikacja uktadéw dynamicznych

KMG - Komputerowe modelowanie geometryczne
KzUu2 - Podstawy konstrukcji urzadzen precyzyjnych Il
LPP - Laserowe przetworniki pomiarowe

LST - Laser Techniques

MAT3 - Matematyka 3 - Rachunek prawdopodobienstwa
MCS - Mechatronic Systems

MDUIP - Metody diagnostyki urzadzen i proceséw
MEL - Materiaty elektroniczne

MEN - Metody numeryczne

MEO - Mechanika

MEP - Metrologia przemystowa

MIE - Miernictwo elektryczne

MiINE - Mikro- i nanouktady elektroniczne

MNT - Mikro/nanotechnika

MOP - Medical Optics

MOS2
MPR
MRP
MTE
MTL
MWM
NM1
NMOT
NNMT
OFFM
OFiD
OFT
oIl
OoMSs
ONMP
ONMT
OPM
PA

POMED

PPO
PRD
PRP2
PSB
PSF
PTS
PTW
PUP
PW1
RAD
RDT
ROB
SAP
SAU
SEL
SIRDM
SKD
SMM
SMMm
SMP
SMPW
SMW
SNER
SOR
SPC
SPD
SPTW
SPW
STMm
SWTM
Sz)

- Mechanics of Structures |

- Metodyka projektowania urzagdzerh mechatronicznych
- Maszyny i roboty pomiarowe

- Metrologia techniczna

- Programowanie w systemie MatLab

- Mechanika i wytrzymato$é materiatéw

- Napedy elektromechaniczne urzgdzerh mechatroniki |
- Numerical Methods in Optical Techniques

- Nanometrologia / Nanometrology

- Optical full-field measurement

- Optyka fourierowska i dyfrakcyjna

- Optical Fiber Technology

- Optyka instrumentalna |

- Optical microsystems

- Opto-numeryczne metody pomiaru

- Opto-numerical Methods and Testing

- Optomechatronics

- Podstawy automatyki

- Podstawy obrazowania medycznego

- Polowe pomiary optyczne

- Podstawy realizacji dzwieku

- Podstawy elektroniki Il

- Przetwarzanie sygnatéw biomedycznych 1 i Il
- Projektowanie systemoéw funkcjonalnych

- Przetwarzanie sygnatow

- Podstawy technik wytwarzania 2

- Projektowanie urzadzen pomiarowych

- Przedmiot wariantowy 1

- Radiologia

- Radioterapia

- Robotyka

- Systemy automatyzacji produkcji

- Systemy automatyki

- Serwonapedy elektryczne

- Standardy i rejestracja danych multimedialnych
- Systemy kontroli defektoskopowej

- Systemy mikroprocesorowe w mechatronice (kierunek MECHATRONIKA)

- Systemy mechatroniczne

- Systemy pomiarowe

- Skaningowe metody pomiaréw wspoétrzednosciowych
- Sterowanie mechanizmoéw wielocztonowych

- Serwonapedy elektryczne robotéw

- Sterowanie i programowanie robotow

- Sterowanie proceséw ciaggtych

- Sterowanie procesami dyskretnymi

- Sensory i przetworniki wielkosci termodynamicznych
- Sensory i pomiary wielkosci nieelektrycznych

- Sensory w technikach multimedialnych

- Sensory w technikach multimedialnych

- Systemy zapewnienia jakosci
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STUDIA DZIENNE

TEL - Technika laserowa

TES - Teoria sterowania

TEW - Technika wizyjna

TINF - Transmisja informacji

TLB - Techniki laboratoryjne i badawcze

TOE - Technologia obwodéw elektronicznych

TPiM - Techniki pozycjonowania i mikropozycjonowania
TTV1 - Technika telewizyjna 1

TU2 - Technologia urzadzen mechatroniki Il

UAP - Urzadzenia automatyzacji produkgji

umMD1 - Urzadzenia multimedialne |

UPSK - Urzadzenia peryferyjne systemdéw komputerowych
WDM - Wybrane dziaty matematyki

WM - Wytrzymato$¢ materiatéw

ZAP - Zasady programowania strukturalnego |

ZBR - Zasady budowy robotow

ZPI - Zarzadzanie projektem informatycznym

ZTP - Zaawansowane techniki programowania

ZTPTP - Zaawansowane techniki pomiarowe w topografii powierzchni

ZTS - Zaawansowane techniki sterowania



